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Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Optical measurements
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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiéw AUTOMATYKA | ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiow Ogédlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres Komputerowe systemy sterowania i pomiaréw

Jednostka prowadzaca przedmiot Dzial Inzynieryjno-Techniczny

Koordynator przedmiotu dr inz. Jacek Swiderski

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu

Zatwierdzit Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajec Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 5

studiow - semestr

studia niestacjonarne |6

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktéw ECTS 4
Forma prowadzenia zajeé wykiad ¢éwiczenia | laboratorium projekt inne

. . studia
Liczba godzin stacjoname: 30 30
w semestrze studia

: . . 18 18
niestacjonarne:
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma zaawansowang wiedze na temat optyki, niezbedng do
W01 zrozymlenla zasad dziatania optyc;nych sy§tem9vs{ AIR1_W02
pomiarowych stosowanych w pomiarach wielko$ci
geometrycznych.
Wiedza Zna metody bezstykowego pomiaru  wielkosci

geometrycznych za pomocg skomputeryzowanych
WO02 |przyrzadéw pomiarowych, ma wiedze na temat doboru AiR1_WO06
parametréw pomiaru oraz prawidtowej interpretacji
wynikow pomiarow.

Umiejetnosci

Potrafi postugiwa¢ sie technikami informacyjno-
komunikacyjnymi  wtasciwymi do realizacji zadan
typowych dla dziatalnosci inzynierskiej, majgcymi
zastosowanie w pomiarach optycznych. Potrafi pracowaé
indywidualnie i w zespole, sprawnie komunikuje sie z
otoczeniem z uzyciem specjalistycznej terminologii.

uo1 AiR1_U02

Potrafi planowac i przeprowadzaé eksperymenty, w tym
U02 |pomiary i symulacije komputerowe, interpretowac AiR1_U08
uzyskane wyniki i wyciggac wnioski.

Kompetencje
spoteczne

Jest gotow do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu pomiarow optycznych wykorzystywanych w
automatyce i robotyce oraz jest gotdw do pozyskiwania
nowych informacji zaréwno z literatury, jak i od ekspertow.

K01 AiR1_KO01

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajeé

Tresci programowe

wykfad

Przemystowe systemy wizyjne, wykrywanie cech charakteryzujgcych sie podobnym,
oceny ilodciowe rozmiaru wady lub lokalizacji cech powtarzalnego ksztattu oraz oceny
ilosciowej okreslonego z wystepujgcych koloréw. Metody wykrywania ciemnych i
jasnych przej$¢ do pomiaru odlegtosci i kontroli, wykrywanie krawedzi, tukow i
Sledzenia krawedz czesci w celu wykrycia wad. Rozpoznawanie koloru do identyfikacji
i kontroli obiektow w oparciu o dane koloru, zastosowanie optycznego rozpoznawania
znakow (OCR) metody uczenia znakéw pisma w celu wykonywania optycznego
rozpoznawania znakéw (OCR). Metody dopasowania wzorca w celu lokalizacja czesci
i pomiaru krytycznych wymiaréw czesci, metody kalibracji uktadéw optycznych.
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laboratorium

Rozpoznawanie koddéw kreskowych, czytanie i ocena jakosci kodéw kreskowych
réznych standardéw. Rozpoznawanie i ocena jakosci kodéw 2D, takich jak np.
ECC200, Kod QR, ECC200 (GS1), kod QR (GS1), PDF 417 zastosowanie algorytméw
dekodowania dla bezposrednio oznaczonego, niskiego kontrastu i uszkodzonych
kodéw. OCR, czytanie tekstu wykonanych drukiem laserowym, drukarkach igtowych,
odczyt znieksztatconych czcionek. Wyszukiwanie obiektébw w oparciu o
dopasowywanie wzorcow, nauka wzorcéw oraz poszukiwanie okreslonej sekwenciji
wzorow, okreslenie stopnia zgodnosci, funkcje uczenia ksztattéw z okreslona pozycjg
katowg. Wykrywanie konturéow, wyszukiwanie obiektéw na podstawie poréwnania
konturéw. Wykrywanie i ocena poziomu kontrastu w obszarze wyszukiwania, definicja
progu przetgczania w obszarze poszukiwania. Ocena jasno$¢ obrazu w obszarze
wyszukiwania, definicja — okreslenie poziomu wyjsciowego poprzez prdg przetgczania.
Ocena wartosci szaro$ci w obszarze wyszukiwania, definicja - wynik wyjSciowy
poprzez zdefiniowany prog przetgczania. Pomiar odlegto$ci miedzy krawedziami,
pomiar minimum, maksimum, wartosci $rednie odlegtosci, wykrywanie krawedzi,
definicja pomiaru czutosci, okreslenie obszaru pomiarowego. Liczebne okreslenie
ilosciowe obiektow, sortowanie obiekidow oparte na kryteriach zdefiniowanych przez
uzytkownika (powierzchnia, wysoko$¢, szerokosé, obwodd, pozycja obiektu).
Wyznaczenie wartosci wyjsciowych koloréw przez interfejsy, regulacji przestrzeni
kolorow: RGB, HSV, LAB. Ocena koloréw za pomocg listy ,nauczonych” koloréw,
ocena koloréw wedtug roznicy koloréw (delta - réznica) w przestrzeniach kolorow RGB,
HSV i LAB. Ocena koloru na zadanym obszarze, ustawienie za pomocg histogramow
dla przestrzeni kolorow RGB, HSV i LAB. Wyszukiwanie obiektéw na podstawie
dopasowania wzoru, uczenie wzoru okreslenie stopnia zgodnosci. Wyszukiwanie
obiektu wedtug konturu, uczenie konturu, okreslenie stopnia zgodnosci w celu
okreslenia progéw przetgczania.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
Wo2 X
uo1 X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

F0|:m’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
" ———— Z -
wyklad zaliczenie z ocena Uzyskanie co najmniej 50 % punktéw z kohcowego

kolokwium zaliczeniowego.

laboratorium

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Uzyskanie co

zaliczenie z ocen L . . . )
a najmniej 50 % punktéw z kolokwium zaliczeniowego.

8 Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-1P.08-0234/23

Wydziat Mechatroniki
i Budowy Maszyn

WMiM




Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Spotecznego

NAKLAD PRACY STUDENTA

Rzeczpospolita

_ Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska

A
*

* oy K

Bilans punktow ECTS
Obciazenie studenta Jeﬂ('rs
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|L|P|S|W|C|L|P]|S h
" | studiow 30 30 18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
& nauczyciela akademickiego 64 40 0
Liczba punktéow ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,56 1,6 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 36 60 h
Liczba punktow ECTS, ktérg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,44 2,4 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
s o charakterze praktycznym 30 30 0
Liczba punktow ECTS, ktdra student
8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 2 2 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obciagzenie praca
9. studenta 100 100 h
10. Punkty ECTS za n'mdu'l N 4 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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